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(54) 디스크 성형 금형장치

요약

본  발명은  스탬퍼  유지용  미러플레이트와  이에  대응하는  다른  미러플레이트를  고정반(10)측과 
가동반(30)측의 어느쪽에도 교환이 자유롭게 부착할 수 있게 한 것을 목적으로 하며, 고정반(10) 및 가
동반(30)과, 상기 고정반(10)과 가동반(30)의 각각에 부착되어서 서로 대향하는 2개의 미러플레이트(50, 
70)를 구비하고 있으며, 상기 미러플레이트의 한쪽이 스탬퍼유지용 미러플레이트로서 구성되는 동시에, 
상기 2개의 미러플레이트는 상기 고정반(10)의 중심주입기구(20)와 상기 가동반(30) 중심배출기구(40)를 
각각 선택적으로 수용가능한 공간(51, 71)을 가지고 있고, 상기 스탬퍼유지용 미러플레이트와 다른 미러
플레이트를 고정반(10) 및 가동반(30)에 교환이 자유롭게 부착할 수 있도록 구성되어 있다.

대표도

도1

명세서

(발명의 명칭)

디스크 성형 금형장치

(도면의 간단한 설명)

제1도는 본 발명의 디스크 성형 금형장치의 개략구조를 모식적으로 도시한 단면도, 

제2도는 스템퍼유지용 미러플레이트가 가동반(可動盤)측에 부착된 상태를 도시한 단면도,

제3도는 그 주요부의 확대 단면도,

제4도는 그 형폐쇄상태를 도시한 단면도,

제5도는 스탬퍼 외주누름부재를 다른 미러플레이트측에 남겨두고 형개방한 상태를 도시한 단면도,

제6도는 스템퍼유지용 미러플레이트를 고정반측에 부착한 상태를 도시한 단면도,

제7도는 그 부착상태를 도시한 주요부 확대 단면도.

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

10: 고정반11, 13: 틀형부재

12, 32: 공기유로13, 33: 공기흡입구

16, 36: 온조수관로(溫調水管路)19, 39: 부착볼트

20: 중심주입기구22: 스풀부시

25: 암커터30: 가동반

40: 중심배출기구42: 이젝터

43: 숫커터44: 돌출핀

50: 스템퍼유지용 미러플레이트51, 71: 중심공간
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55: 내주 스템퍼 누름부재57: 공기흡인부

58: 스탬퍼용 공기흡인부59, 79: 온조수로

60: 외주 스탬퍼 누름부재65: 고정볼트

70: 다른쪽 미러플레이트I: 사출장치

C: 캐비티S: 스탬퍼

P: 금형분리면

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

사출장치로부터 수지재료를 디스크성형품 캐비티에 주입하기 우한 중심주입기구가 설치된 고정반과, 디
스크성형품의 중심구멍을 규정하고 또한 성형품을 상기 캐비티로 부터 배출하기 위한 중심배출기구가 설
치된 가동반과 상기 고정반과 가동반의 각각에 부착되어서 디스크성형품 캐비티를 구성하는 서로 대향하
는 2개의 미러플레이트를 구비하고 있으며, 상기 미러플레이트의 한쪽이 스탬퍼를 유지하는 내주 스탬퍼 
누름부재 및 외주 스탬퍼누름부재가 설치된 스탬퍼 유지용 미러플레이트로서 구성된 디스크성형용의 금
형장치에 있어서, 상기 2개의 미러플레이트는, 상기 고정반의 중심주입기구와 상기 가동반의 중심배출기
구를 각각 선택적으로 수용 가능한 공간을 가지고 있으며, 상기 스탬퍼유지용 미러플레이트와 다른쪽 미
러플레이트를 고정반 및 가동반에 교환이 자유롭게 부착할 수 있도록 구성되어 있는 것을 특징으로 한느 
디스크 성형 금형장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 스탬퍼유지용 미러플레이트의 내주 스탬퍼 누름부재 및 외주 스탬퍼 누름부재가 
공기의 흡인에 의해 이 미러플레이트에 고정되는 것이며, 상기 고정반 혹은 고정반측 부재 및 가동반 혹
은 가동반측 부재의 금형분리면에 대한 대칭위치에 상기 내주 스탬퍼 누름부재 및 외주 스탬퍼 누름부재
를 위한 공기흡인부 혹은 그 접속부가 형성된 것을 특징으로 하는 디스크 성형 금형장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면
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